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学 位 論 文 内 容 の 要 旨 
本研究は、半導体や液晶ディスプレイなどの電子デバイスの洗浄やPhoto-Engraving-Process（PEP）
で使われる酸・アルカリ薬品の削減手法の開発に関する。 






































学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文に関し、調査委員からガス溶存水でのMHｚ帯超音波励起によりラジカルが発生するメカニ
ズムとその根拠、低分子 EL インク製造時のナノ粒子形成過程およびその表面コーティング状態など
について質問がなされたが、いずれも著者から満足（明確）な回答が得られた。 
また、公聴会においても、多数の出席者があり、種々の質問がなされたが、いずれも著者の説明に
よって質問者の理解が得られた。 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査した結果、本
論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
